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 Уникальное ПО для определения 
примерного уровня затрат на 

производство любого МЭМС-устройства 

Инструмент калькулирования стоимости 
на основе технологических процессов  

Готов к использованию с базой данных 
современного технического уровня 
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Пока не существует простого способа 
определения стоимости пр-ва МЭМС 

МЭМС- устройства используют 
совершенно разные технологии 

Высокие затраты на разработку с 
сокрытием производственных затрат  

МЭМС-технологии постоянно 
совершенствуются  
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Каково распределение между МЭМС-
кристаллом, ASIC -кристаллом и корпусом? 

Что делать, если мы используем TSV для 
уменьшения размера МЭМС-кристалла? 

Что происходит, когда мы переходим к 
большим объемам производства?  

Какой будет прибыль при переходе на 
пластины больших размеров? 
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Иерархическое описание, поддерживающее 
сложные структуры кристаллов 

Сложное построение хода процесса 

Полная база данных оборудования, 
материалов, производственных единиц ... 

Возможность сохранять и повторно 
использовать шаги процесса и ряд параметров 
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Интерфейс ExcelТМ и совместно 
используемые сохраненные данные 

Регулярное обновление базы 
данных 

Дополнительная библиотека 
компонентов и процесса 
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Вид в виде дерева: 

структура 

 - Кристаллы со 

сложной структурой 

- Разнообразные 
процессы 

До 5 сценариев 
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• База данных единиц 
производства 
• База данных оборудования 
• База данных расходных 
материалов  
• База данных пластины 
• База данных хода процесса 
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Акселерометры: 

 Bosch Sensortec  BMA180  3-х осевой акселерометр  

       (бесплатно) 

 Bosch Sensortec BMA250  3-х осевой акселерометр 

 STMicroelectronics LIS331DLH  3-х осевой акселерометр 

 STMicroelectronics LIS3DH  3-х  осевой акселерометр 

 Kionix KXTE9  3-х  осевой акселерометр 

 ADI ADXL278 2-х осевой акселерометр 

Гироскопы: 

 InvenSense  IDG -1004 2-х осевой гироскоп 

 Epson Toyocom  X3500W  2-х осевой гироскоп 

 InvenSense  IDG - 600_650  2-х осевой гироскоп 

 InvenSense  ITG- 3200 MEMS  3-х осевой гироскоп 

 STMicroelectronics  L3G4200D  3-х осевой гироскоп 

 SensorDynamics  SD746  3-х осевой гироскоп 

 VTI CMR3000 3-х осевой гироскоп 

Малогабаритные инерциальные системы (МИНС): 

 SensorDynamics  SD746  6 -ти осевые инерционные  МЭМС 

 InvenSense  MPU- 6000 6 -ти осевые инерционные  МЭМС 

Датчики давления: 

 Freescale MPXY8300A MEMS TPMS 

Микрофоны: 

 Knowles SPM0408 MEMS микрофон 

 STMicroelectronics MP45DT01 MEMS микрофон 

 Analog Devices ADMP421 MEMS микрофон 

 Knowles SPU04109LE5H MEMS микрофон 

 Akustica AKU230 MEMS микрофон 

 EPCOS T4000 MEMS микрофон 

 AAC Акустический iPhone 4 MEMS микрофон 

 Knowles SPU0410LR5H MEMS микрофон 

Осцилляторы: 

 SiTime SiT8002 MEMS Осциллятор 

 Discera DSC8002 MEMS Осциллятор 

Цифровые зеркальные устройства: 

 Texas Instruments DLP MEMS цифровое микро зеркальное 

устройство 
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Акселерометры : 

 Процесс STMicroelectronics THELMA 

 Процесс поверхностой микрообработки Bosch 

(бесплатно) 

 Процесс сухой микрообработки  Kionix 

 Процесс аналогового устройства iMEMS  

 Процесс микрообработки аналогового устройства 

SOI  

 Процесс MEMSIC CMOS/MEMS 

 Процесс поверхностой микрообработки Freescale 

 Процесс Freescale HARMEMS 

 Процесс для VTI 3D-MEMS (автомобильный) 

 Процесс для VTI 3D-MEMS с SOI (автомобильный) 

 Процесс для VTI 3D-MEMS (потребительский) 

 Объемная микрообработка Sensonor 

Гироскопы : 

 Процесс STMicroelectronics THELMA 

 Процесс поверхностой микрообработки Bosch 

 Процесс InvenSense Nasiri 

 Процесс Epson Toyocom QMEMS 

 Процесс основной микрообработки Silicon Sensing  

 VTI 3D-MEMS с CSOI 

 Процесс SensorDynamics PSM-X2 

 
Датчики давления: 

 Процесс Freescale CMOS/MEMS 

 Процесс Bosch APSM 

 Процесс основной микрообработки Sensonor 

 Процесс основной микрообработки Denso 

 Процесс Infineon CMOS/MEMS 

Микрофоны: 

 Процесс Knowles SiSonic MEMS 

 Процесс микрообработки Omron 

 Процесс микрообработки Analog Devices 

 Процесс Akustica CMOS/MEMS 

Осцилляторы: 

 Первый процесс SiTime MEMS 

 Поверхностная микрообработка Discera с процессом Silex 

TSI 

Цифровые зеркальные устройства  

 Процесс Texas Instruments DLP 

Inkjet Head 

 Процесс HP inkjet head 
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